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【公表日】平成24年6月21日(2012.6.21)
【年通号数】公開・登録公報2012-024
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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５１５Ｄ
   Ｇ０３Ｆ   7/20    ５２１　

【手続補正書】
【提出日】平成24年12月6日(2012.12.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を露光する露光装置において、
　露光光を射出する射出面を有する光学系と、
　前記射出面から射出される前記露光光の光路の周囲の少なくとも一部に配置された第１
面と、
　前記第１面の周囲の少なくとも一部に、かつ前記第１面より下方に配置された第２面と
、
　前記第１面と前記第２面との間の第１開口を介して液体が流入可能であり、前記第１開
口と異なる第２開口を介して雰囲気に開放された空隙部と、
　前記空隙部に流入した前記液体の少なくとも一部を回収する第１回収部と、を備え、
　前記基板の露光の少なくとも一部において、前記射出面、前記第１面、及び前記第２面
に前記基板の表面が対向し、
　前記射出面と前記基板の表面との間の液体を介して前記射出面からの前記露光光で前記
基板を露光する露光装置。
【請求項２】
　前記第１回収部は、前記空隙部からオーバーフローした液体を回収する請求項１記載の
露光装置。
【請求項３】
　前記第１回収部は、前記光学系の光軸に対する放射方向において、前記空隙部の外側に
上方を向いて設けられた第１凹部を有し、前記第１凹部に流入した前記液体を回収する請
求項１又は２記載の露光装置。
【請求項４】
　前記空隙部の上端を規定する上端部をさらに備え、
　前記第１回収部の少なくとも一部は、前記光学系の光軸に対する放射方向において、前
記上端部の外側に設けられている請求項１又は２記載の露光装置。
【請求項５】
　基板を露光する露光装置において、
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　露光光を射出する射出面を有する光学系と、
　前記射出面から射出される前記露光光の光路の周囲の少なくとも一部に配置された第１
面と、
　前記第１面の周囲の少なくとも一部に配置された第２面と、
　前記第１面と前記第２面との間の第１開口を介して液体が流入可能であり、前記第１開
口と異なる第２開口を介して雰囲気に開放された空隙部と、
　前記空隙部の上端を規定する上端部と、
　前記光学系の光軸に対する放射方向において、前記上端部の外側に少なくとも一部が設
けられ、前記空隙部に流入した前記液体の少なくとも一部を回収する第１回収部と、を備
え、
　前記基板の露光の少なくとも一部において、前記射出面、前記第１面、及び前記第２面
に前記基板の表面が対向し、
　前記射出面と前記基板の表面との間の液体を介して前記射出面からの前記露光光で前記
基板を露光する露光装置。
【請求項６】
　前記第１回収部は、前記光学系の光軸に対する放射方向において、前記上端部の外側に
前記上端部より下方に底部が形成された第１凹部を有し、前記第１凹部に流入した液体を
回収する請求項４又は５記載の露光装置。
【請求項７】
　前記第１回収部は、前記上端部から前記光学系の光軸に対する放射方向に延びる液体ガ
イド部を有し、
　前記第１凹部は、前記上端部から前記光学系の光軸に対する放射方向において、前記液
体ガイド部の外側に設けられている請求項６記載の露光装置。
【請求項８】
　前記第１回収部は、前記第１凹部に流入した液体を回収する回収口を有する請求項３、
６、及び７のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項９】
　前記回収口は、前記第１凹部の底部と対向する請求項８記載の露光装置。
【請求項１０】
　前記回収口は、前記第１凹部の内側に配置される請求項８記載の露光装置。
【請求項１１】
　前記回収口は、前記第１凹部の底部に配置されている請求項９又は１０記載の露光装置
。
【請求項１２】
　前記回収口に配置された多孔部材を有する請求項８～１１のいずれか一項記載の露光装
置。
【請求項１３】
　前記多孔部材の一側から他側へ液体のみが通過するように、前記多孔部材の一側と他側
との間の圧力差を制御する請求項１２記載の露光装置。
【請求項１４】
　前記回収口は、前記第１凹部に流入した液体を気体とともに回収する請求項８～１３の
いずれか一項記載の露光装置。
【請求項１５】
　前記第１面を有する部材と、前記第１凹部を有する部材とは、相対移動可能である請求
項８～１４のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項１６】
　前記第１面及び前記第２面は、液体を回収不可能である請求項１～１５のいずれか一項
記載の露光装置。
【請求項１７】
　前記第２面は、前記液体に対して撥液性である請求項１～１６のいずれか一項記載の露
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光装置。
【請求項１８】
　前記基板の露光の少なくとも一部において、前記第１開口は前記基板の表面と対向する
請求項１～１７のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項１９】
　前記第１開口の周囲の少なくとも一部に配置された給気口をさらに備える請求項１～１
８のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項２０】
　前記給気口は、前記第２面に配置されている請求項１９記載の露光装置。
【請求項２１】
　前記第１開口と前記第２面との間に配置された第２凹部をさらに備え、
　前記基板の露光の少なくとも一部において、前記第２凹部は前記基板の表面と対向し、
　前記給気口は、前記第２凹部を規定する内面に配置され、前記気体を供給して、前記第
２凹部の圧力を高める請求項１９記載の露光装置。
【請求項２２】
　前記光学系の光軸に対する放射方向において、前記給気口の外側に配置され、前記液体
及び気体の少なくとも一方を吸引可能な吸引口をさらに備える請求項１９～２１のいずれ
か一項記載の露光装置。
【請求項２３】
　前記光路に前記液体を供給する供給口をさらに備える請求項１～２２のいずれか一項記
載の露光装置。
【請求項２４】
　前記光学系は、前記射出面を有する光学部材を含み、
　前記供給口は、前記光学部材の前記露光光が通過しない面と対向する位置に配置される
請求項２３記載の露光装置。
【請求項２５】
　前記光学部材の前記露光光が通過しない面は、前記射出面の周縁から上方に延びる前記
光学部材の側面を含む請求項２４記載の露光装置。
【請求項２６】
　前記供給口は、前記光学系の光軸に対する放射方向において、前記第１開口の外側で、
前記第１面が面する第１空間に面する位置に配置される請求項２３～２５のいずれか一項
記載の露光装置。
【請求項２７】
　前記光学系は、前記射出面を有する光学部材を含み、
　前記射出面の周縁から上方に延びる前記光学部材の側面が面する空間からオーバーフロ
ーした液体を回収する第２回収部を備える請求項１～２６のいずれか一項記載の露光装置
。
【請求項２８】
　基板を露光する露光装置において、
　露光光を射出する射出面を有する光学系と、
　前記露光光の光路の周囲の少なくとも一部に配置された第１開口を介して液体が流入可
能であり、前記第１開口と異なる第２開口を介して雰囲気に開放された空隙部と、
　前記空隙部からの液体を回収する第１回収部と、を備え、
　前記第１回収部は、前記空隙部に戻らないように前記空隙部からの液体を貯めるリザー
ブ部を有し、
　前記基板の露光の少なくとも一部において、前記基板上の液体の少なくとも一部を前記
第１開口から前記空隙部を介して前記リザーブ部に貯め、
　前記射出面と前記基板との間の液体を介して前記射出面からの前記露光光で前記基板を
露光する露光装置。
【請求項２９】
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　前記第１回収部は、前記リザーブ部に貯めた液体を回収する回収口を有する請求項２８
記載の露光装置。
【請求項３０】
　前記基板の露光の少なくとも一部において、前記第１開口は前記基板の表面と対向する
請求項２８又は２９記載の露光装置。
【請求項３１】
　光学系の射出面から射出される露光光の光路の周囲の少なくとも一部に配置された第１
面と基板とを第１ギャップを介して対向させて、前記第１面と前記基板との間で液体を保
持することと、
　前記第１面の周囲の少なくとも一部に配置された第２面を、前記第１ギャップより小さ
い第２ギャップを介して前記基板と対向させることと、
前記第１面と前記第２面との間の第１開口から、前記第１開口と異なる第２開口を介して
雰囲気に開放されている空隙部に流入した液体の少なくとも一部を回収することと、
　前記射出面と前記基板との間の液体を介して前記射出面からの前記露光光で前記基板を
露光することと、を含む露光方法。
【請求項３２】
　光学系の射出面から射出される露光光の光路の周囲の少なくとも一部に配置された第１
面と基板とを第１ギャップを介して対向させて、前記第１面と前記基板との間で液体を保
持することと、
　前記第１面の周囲の少なくとも一部に配置された第２面と前記基板と対向させることと
、
　前記第１面と前記第２面との間の第１開口から、前記第１開口と異なる第２開口を介し
て雰囲気に開放されている空隙部に流入した液体の少なくとも一部を、前記光学系の光軸
に対する放射方向において、前記空隙部の上端の外側で回収することと、
　前記射出面と前記基板との間の液体を介して前記射出面からの前記露光光で前記基板を
露光することと、を含む露光方法。
【請求項３３】
　光学系の射出面と基板との間の露光光の光路を液体で満たすことと、
　前記射出面と前記基板との間の液体を介して前記射出面からの前記露光光で前記基板を
露光することと、
　前記基板上の液体の少なくとも一部を、前記光路の周囲の少なくとも一部に配置された
第１開口から、前記第１開口と異なる第２開口を介して雰囲気に開放された空隙部を介し
て回収することと、を含み、
　前記回収は、前記回収された液体が前記空隙部に戻らないように、前記空隙部からの液
体をリザーブ部に貯めることを含む露光方法。
【請求項３４】
　基板を露光する露光装置において、
　露光光を射出する射出面を有する光学系と、
　前記射出面から射出される前記露光光の光路の周囲の少なくとも一部に配置された第１
面と、
　前記第１面の周囲の少なくとも一部に配置された第１凹部と、
　前記第１凹部を規定する内面に配置され、気体を供給する第１給気口と、を備え、
　前記基板の露光の少なくとも一部において、前記基板の表面が、前記射出面、前記第１
面、及び前記第１凹部に対向し、
　前記射出面と前記基板の表面との間の液体を介して前記射出面からの前記露光光で前記
基板を露光する露光装置。
【請求項３５】
　光学系の射出面、及び前記光学系の射出面から射出される露光光の光路の周囲の少なく
とも一部に配置された第１面と基板とが対向するように基板を移動することと、
　前記第１面の周囲の少なくとも一部に配置された第１凹部を規定する内面に配置された
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第１給気口から気体を供給して、前記第１凹部の圧力を高めることと、
　前記射出面と前記基板との間の液体を介して前記射出面からの前記露光光で前記基板を
露光することと、を含む露光方法。
【請求項３６】
　基板を露光する露光装置において、
　露光光を射出する射出面を有する光学系と、
　前記射出面から射出される前記露光光の光路の周囲の少なくとも一部に配置された第１
面と、
　前記第１面が面する空間に面するように前記第１面の周囲の少なくとも一部に配置され
、前記光路を液体で満たすために前記空間に液体を供給する供給口と、
　前記供給口から供給され、前記射出面の周縁から上方に、及び／又は前記光学系の光軸
に対する放射方向に延びる前記光学系の側面が面する空隙部に第１開口を介して流入した
前記液体の少なくとも一部を回収する回収部と、を備え、
　前記基板の露光の少なくとも一部において、前記射出面の下方に配置された前記基板の
表面が、前記射出面及び前記第１面に対向し、
　前記射出面と前記基板の表面との間の液体を介して前記射出面からの前記露光光で前記
基板を露光する露光装置。
【請求項３７】
　光学系の射出面、及び前記光学系の射出面から射出される露光光の光路の周囲の少なく
とも一部に配置された第１面と基板とが対向するように、前記基板を移動することと、
　前記第１面と前記基板との間の空間に面するように前記第１面の周囲の少なくとも一部
に配置された供給口から、前記空間に液体を供給して、前記射出面と前記基板との間の光
路を前記液体で満たすことと、
　前記供給口から供給され、前記射出面の周縁から上方に、及び／又は前記光学系の光軸
に対する放射方向に延びる前記光学系の表面が面する空隙部に流入した液体の少なくとも
一部を回収することと、
　前記射出面と前記基板との間の液体を介して前記射出面からの前記露光光で前記基板を
露光することと、を含む露光方法。
【請求項３８】
　基板を露光する露光装置において、
　露光光を射出する射出面を有する光学系と、
　前記射出面から射出される前記露光光の光路の周囲の少なくとも一部に配置された第１
面と、
　前記第１面の周囲の少なくとも一部に配置された第２面と、
　前記射出面の周縁から上方、及び／又は前記光学系の光軸に対する放射方向に延びる前
記光学系の側面が面する第１空隙部と、　
　前記第１面と前記第２面との間に配置された前記第１開口から液体が流入可能であり、
前記第１開口と異なる第２開口を介して雰囲気に開放された第２空隙部と、
　少なくとも一部が前記光学系の側面と対向する位置に設けられ、前記第１開口から前記
第２空隙部に流入した前記液体の少なくとも一部を前記第２開口を介して回収する回収部
と、を備え、
　前記基板の露光の少なくとも一部において、前記基板の表面が前記射出面、前記第１面
、及び前記第２面に対向し、
　前記射出面と前記基板の表面との間の液体を介して前記射出面からの前記露光光で前記
基板を露光する露光装置。
【請求項３９】
　基板を露光する露光装置において、
　露光光を射出する射出面を有する光学系と、
　前記射出面から射出される前記露光光の光路の周囲の少なくとも一部に配置された第１
面と、
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　前記第１面の周囲の少なくとも一部に配置された第２面と、
　前記射出面の周縁から上方、及び／又は前記光学系の光軸に対する放射方向に延びる前
記光学系の側面が面し、雰囲気に開放された第１空隙部と、　
　前記第１面と前記第２面との間に配置された第１開口を介して液体が流入可能な第２空
隙部と、
　前記第１開口から前記第２空隙部に流入した前記液体の少なくとも一部を、前記第１空
隙部に面する前記第２開口を介して回収する回収部と、を備え、
　前記基板の露光の少なくとも一部において、前記基板の表面が前記射出面、前記第１面
、及び前記第２面に対向し、
　前記射出面と前記基板の表面との間の液体を介して前記射出面からの前記露光光で前記
基板を露光する露光装置。
【請求項４０】
　請求項１～３６、３８、及び３９のいずれか一項記載の露光装置を用いて基板を露光す
ることと、
　露光された基板を現像することと、を含むデバイス製造方法。
【請求項４１】
　光学系の射出面、及び前記光学系の射出面から射出される露光光の光路の周囲の少なく
とも一部に配置された第１面と基板とが対向するように、前記基板を移動することと、
　前記射出面と前記基板との間の液体を介して前記射出面からの前記露光光で前記基板を
露光することと、
　前記第１面と、前記第１面の周囲の少なくとも一部に配置された第２面との間の第１開
口から、前記第１開口と異なる第２開口を介して雰囲気に開放されている空隙部に流入し
た液体の少なくとも一部を、前記第２開口を介して、前記射出面の周縁から上方に、及び
／又は前記光学系の光軸に対する放射方向に延びる前記光学系の側面が面する回収部で回
収することと、を含む露光方法。
【請求項４２】
　光学系の射出面、及び前記光学系の射出面から射出される露光光の光路の周囲の少なく
とも一部に配置された第１面と基板とが対向するように、前記基板を移動することと、
　前記射出面と前記基板との間の液体を介して前記射出面からの前記露光光で前記基板を
露光することと、
　前記第１面と前記第１面の周囲の少なくとも一部に配置された第２面との間の第１開口
から、前記第１開口と異なる第２開口を介して雰囲気に開放されている第２空隙部に流入
した液体の少なくとも一部を、前記射出面の周縁から上方に、及び／又は前記光学系の光
軸に対する放射方向に延びる前記光学系の側面が面する第１空隙部に面する前記第２開口
を介して回収することと、を含む露光方法。
【請求項４３】
　請求項３１～３３、３５、３７、４１、及び４２のいずれか一項に記載の露光方法を用
いて基板を露光することと、
　露光された基板を現像することと、を含むデバイス製造方法。
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